
★道具の選定
第１１回 発光の観測系

●励起光源

必須：励起対象Ｅｇ ＜ 光源エネルギーEex

Eg<<Eex→伝導帯底までの緩和過程で損失大 励起光率低

Eg ≃ Eex →PLが励起光の裾に隠れる

●分光器：大きい方が高分解能→高価．高分解能過ぎると

モノクロメータ 測定に時間がかかる

ポリクロメータ 数回に分けて測る必要有り

●ミラー：できるだけ数を減らす

●レンズ：短焦点すぎると干渉，絞れている範囲狭い

●光学フィルター：測定物を考えて選ぶ

暗くなる



★系合わせ
第１１回 発光の観測系

PMT
MM
①

MM
②

L1 L2

L3 L4 L5

f1

f2

M

sample

Hg-Xe
Lamp

L1は三軸ステージ

に付ける

①光学系の高さをそろえる→系の光路の高さを全てそろえる

②サンプル位置の設定→MM①出口スリットから入れた光が

サンプルに当たるようにする

③励起光源の設定→サンプル上で最も集光する

→MM①から来た光と重ねる

①～③大体の系合わせ．最終的には信号強度見ながらL1調整

MM:分光器

L:レンズ

f:フィルタ

M:ミラー



★ポリクロ＋CCD
第１１回 発光の観測系

CCD外せない→ガイド光使えない

大体モノクロメータと同じになるように置く

→信号最大になるように調整

ポリクロ＋リニアイメージセンサーは

光の入射角でスペクトル変化→毎回同じになるよう調整

★波長補正 既知の光源を用いて 校正

★感度補正

既知のスペクトル観測

感度補正率＝真のスペクトル÷観測スペクトル ：各波長毎に

検出器，分光器，レンズにも波長依存有り



★ブランクテスト
第１１回 発光の観測系

●PL観測で最も重要なこと

→観測したデータが本当にサンプルからの発光か？

励起光の裾，励起光源からの光，測定器パイロットランプ，

光学フィルタの発光， 試料固定両面テープ

●確認法

☆ブランクテスト：サンプル位置にきれいな金属板（光らない）

→それでＰＬ出てきたらサンプル以外の何かが発光

☆温度依存：通常半導体は温度が下がると良く光る

→温度異存なければサンプル以外が発光の可能性大

☆励起強度依存：依存なければ励起光に関係ない部分が発光


